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Elektronovy litograf

Litograf s Gaussovskym svazkem
Litograf s tvarovanym svazkem
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*UV replikace
- UV litografie
- Nanoimprint litografie
*Mokré leptani
*Suché leptani
- Plazmatickeé leptani
- Reaktivni iontové leptani
‘Depozice tenkych vrstev
- Magnetronové naprasovani kovu (oxida, nitridu)

- Laserové naparovani dielektrik
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Difraktivni optické elementy
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*Nanostrukturovany povrch
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